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走査型電子顕微鏡SEMを使用して多孔質高分子材料の内部構造を観察、撮影した。

実験
Experimental

NIMSで開発した相分離・結晶化によるナノ多孔化技術を用い、高分子ナノ多孔体
を作製した。多孔体の内部構造を確認するため、断面サンプルを作製してSEMで観
察した。

結果と考察
Results and Discussion

作製した高分子ナノ多孔体の断面サンプルをSEMで観察すると、数10μm程度の細
孔が数多くの確認できた。多孔体の作製プロセスを変えると形状やサイズが異なる
細孔構造が得られ、作製プロセスによって細孔構造を作り分けられることが分かり、
目的とするナノ多孔体が得られた。
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